TecToBi 3aBIaHHs 10 TUCIUTUTIHA
«JlocnimxeHHs mpo0aeM TPUBUMIPHOTO APYKY BUPOOIB Y HUPKYJISIIAHIMI
E€KOHOMIL{I»
OHII marictpa «HackpizHuii IHKHUHIPUHT MAIlIMHOOY/IIBHOTO BUPOOHUIITBAY

1 Konu 3’siBrI1acs mepiia TeXHOJOT1sl TPUBUMIPHOTO IPYKY?

—y 1980 porri;
—y 1990 porr;
—y 2000 porr;
—y 2010 porri.

2 XTO CTBOPHB MEPIILY TEXHOJIOT1I0 TPUBUMIPHOTO JPYKY?
— CTYyJICHT;

— JIOIICHT;

— KyXap,

—CTOJIAP.

3 Jle Oymo CTBOPEHO MepIry TEXHOJIOTII0 TPUBUMIPHOTO IPYKY?
— y MidiranckoMy T€XHOJOTIYHOMY 1HCTUTYTI;

— y lanxaiickoMy TE€XHOJIOTITYHOMY YHIBEPCHUTETI,;

—y JloHenpKkoMy e yHIBEepCTUTET,

— y MIOHXIHCBKIN HIKOJII O13HECY.

3 3a sIKOI0 TEXHOJIOTIEI0 TPUBUMIPHOTO JIPYKY IPAIIOBaB NEPIINil mpuHTEep?
— crepeoiTorpadis;

— YaCTKOBE JIa3epHE IJIaBJICHHS;

— Jla3epHE CITIKaHHS;

— HaHOKPAIUIMHHU.

4 3 sIKOTO POKY HAWUIOMYJISIPHOIO Y CBITI cTasia TexHojorist FDM npyky?
—3 2009 poky;
—32001 poky;
—3 1999 poky;
—3 1980 poxky.

5 Texnomoris 3DP (three dimensional printing) 1e. ..

— MOoUIapOBe MPUEAHAHHS OJMH IO OJHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO MOPOIIKY;
— ctepeonuTorpadus;

— BUOIpKOBE J1a3epHE CITIKAHHS;

— BUOIpKOBE JIa3epHE IJIaBJIIHHS.

6 Texnonoris SL (Stereolithography) 1e. ..
— crepeonuTorpadus;
— BUOIpKOBE J1a3epHE CITIKAHHS;



— BUOIPKOBE JIa3epHE IJIaBIIHHS,
— MOIIAPOBE NPUETHAHHS OHH JI0 OJHOTO YaCTOK JAPIOHOUCIIEPCHOTO TTOPOIIKY.

7 Slka TOUHICTB APYKY piakuM (HOTOMOIIMEPOM?
— 10 MKM;

— 50 MKM;

— 100 MKM;

— 500 MKM.

8 Texnomoris LS (laser sintering) 1e. ..

— JIa3epHe CITIKaHHS,

— BUOIpKOBE Jla3epHE IJIaBIiHHS,

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— crepeostorpadusl.

9 Texuomoris (SLS) 1e...

— BUOIpKOBE JIa3epHE CITIKAHHS;

— TIOIIapOBE TPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— cTepeonuTorpadus.

— IpsMeE Ja3epHe CIiKaHHS METaiB.

10 Texuomnorig (SLM) e...

— BUOIpKOBE Jla3epHE IJIaBIiHHS,

— MOUIapOBE MPUEAHAHHS OJMH IO OJHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO MOPOIIKY;
— cTepeonuTorpadus.

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

11 Texnonoris (DMLS) 1e...

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIIB,;

— BUOIpKOBE JIa3epHE CITIKAHHS;

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— cTepeonuTorpadus.

12 Texnonorigs FDM (fused deposition modeling) me. ..

— TUTABJICHHS TJIACTUKOBOTO (PLIIOMIHTA;

— BUOIpKOBE J1a3epHE CIIKaHHS;

— MOoUIapOBe MPUEAHAHHS OJMH IO OJHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO MOPOIIKY;
— ctepeonuTorpadus.

13 Texunomnorisa Polyjet 1e...

— TIOCTP1J p1IKUM (POTOIOTIMEPOM 3 TOHKOTO COTLIA;

— TIOIIapOBe TPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.



14 Texunomnorisa (SGC) ue...

— MackoBa crepeosnitorpadis 3 Led 3aTBepaiHHAM;

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJWH JIO OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

15 Texnonoris LENS (laser engineered net shaping) 1e...

— CIIIKaHHS CTPYMEHIO TIOPOIIKY METAly y CTPYMEHI Jla3epy;

— MOIIAPOBE MPUETHAHHS OJMH J0 OJJHOTO YaCTOK JPiOHOUCIIEPCHOTO TIOPOIIKY;
— cTepeoauTorpadus.

— IpsMe Ja3epHe CIiKaHHS METaiB.

16 Texunonoris LOM (laminated object manufacturing) ue...

— CIiKaHHs 200 CKJICFOBaHHS TOHKHX JIMCTIB 3 BUPI3aHUMU (hparMeHTaMU;

— TIOIIapOBE MPUETHAHHS OJWH JIO OJHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO TIOPOIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

17 SAxuii 3a3BUUaii BAKOPUCTOBYIOTh TEMIIEpATypHUH Jiana3oH JJisi TPUBUMIPHOTO
IpyKy 3a TexHosoriero FDM?

— 195 °C—220 °C;

—105°C—195 °C;

—125°C—150 °C;

—90°C — 100 °C.

17 Texunonorisa Binder Jetting 11e. ..

— BUTHCKAHHS TIACTH 3 METAJICBOTO MOPOIIKY Ha TIOBEPXHIO JETali, 0 MOTIM
noTpeOye CIIKaHHS Y Teul.

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJMH JIO OJTHOTO YaCTOK APIOHOIUCTIEPCHOTO TOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

18 Texnomnoris DED (Directed Energy Deposition) 1ie. ..

— Jla3epHe HAIJIABJICHHS METAJIEBUM JIPOTOM;

— MOIIAPOBE MPUETHAHHS OJMH A0 OJJHOTO YaCTOK IPiOHOUCIIEPCHOTO TIOPOIIKY;
— ctepeonuTorpadus;

— IpsAMe Ja3epHe CIiKaHHS METaiB.

19 Texunonoris EBM (Electron Beam Manufacturing) 1e. ..

— TIOIIapOBE HAIIABIICHHS METAJIEBOTO MOPOIIKY ITiJl AI€F0 eIEKTPOHHO-
IPOMEHEBOT rapMaru;

— TIOIIapOBe TPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.



20 Texunosorig Fabrisonic UAM re...

— 3BapIOBaHHS yJIbTPA3BYKOM IMOIEPEIHHO BUPI3aHHUX IIapiB METAIEBOI AeTalli;

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJWH JIO OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

21 Cucrema cucteme Powder Machine Part Method (PMPM) 1e. ..

— TEXHOJIOT1s Oe3MepepBHOTO BUPOOHUIITBA JeTalIel METOJJOM TPUBUMIPHOTO
APYKY;

— TEXHOJIOT1s JIUTBA 110 BUIUIABIIIOBAHUX MOJIEISX;

— TEXHOJIOT1s TapsA4Yoro IMTaMITyBaHHS;

— TEXHOJIOT1S JIE30BOi 00pOOKH.

22 Texunonoris NanoParticle Jetting 1e. ..

— CTPYMEHEBHI JPYK HAHOYACTKAMHU METAIY;

— TIOIIapOBe MPUEAHAHHS OJMH JIO OJTHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

23 Texnomorist MagnetoJet 1e. ..

— KE€pyBaHHS MMOTOKOM PiJKOTO PO3IJIABICHOT0 METAITy 3a IOTIOMOT OO
eJIEKTPOMArHiTHUX IOJIB;

— MOLIapOBE MPUEAHAHHS OJMH IO OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO MOPOIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— IpsMeE Ja3epHe CIiKaHHS METaiB.

24 Texnomorigs ADAM re...

— IPYK YaCcTKaMU METaITy, 10 MOKPUTI CHHTETUYHOIO 3B’ SI3yFOUOI0 CIIOTYKOIO 32
edexToM aTomMapHOi AUdy3ii;

— TOIIapOBe MPUEAHAHHS OJMH JI0 OJHOTO YaCTOK APIOHOUCTIEPCHOTO TIOPOIIIKY;
— crepeonuTorpadus;

— TIpsIME JIa3epHE CIIKaHHS METAIB.

25 CKiNbKH HAMpaBISI0YNX Ma€ JIEbTa-MIPUHTEP 3a TexHosoriero FDM?
— TpH;

— YOTHUPH;

— TPpU IUIIOC OJIHA;

— TPH TUTIOC JIBI.

26 CkiIbKU KOOpAUHAT (CTYMHEHIB CBOOOIM) Ma€ KOOPJAMHATHUM 32 TEXHOJIOTIEI0
FDM?

— TpH;

— YOTHPH;

— TPH TUTIOC OJTHA;



— TPH TUTIOC JIBI.

27 YUu MOXe TEXHOJIOTIs «OyAiBeIbHUN TPUHTEPY MPAIFOBATH 3 IIOPTAJIOM 32
JIEKapTOBOIO CUCTEMOIO KOOPIUHAT?

— TaK;

— HI;

— TaK, ajie JIMIIE 3 TI0/IaYeto MaTepialy y KpyroBUX KOOpIuHATaX;

— TaK, ajie JUIIE 3 TI0/1a4elo MaTepiaay OarmTOBUM KPaHOM.

28 Yu MoKe TEeXHOJIOT1s «OyA1BEIbHUM MPUHTEP MPAIIOBATH 3 IOPTAJIOM Y
KPYTOBHUX KOOpJMHATaX?

— TaK;

— HI;

— TakK, aJje JIMIIE 3 [T0JIa4Ye0 MaTepiaiy 3a IeKapTOBOIO CUCTEMOIO KOOPINHAT;
— TakK, aJjie JIMIIE 3 [0JIa4e0 MaTepiany OalTOBUM KPaHOM.

29 Yu noTpiOHO 3a TEXHOJIOTIEIO «cTepeouTorpadis» CTBOPIOBATH €JIEMEHTH
MIJTPUMKH (TUMYACOBI CYIIOPTH, 1110 BUAAISIOTHCS) MM HOBl TOPU3OHTAIBHI
MOBEPXHI1 CTBOPIOBAHOI JeTai?

— TaK;

— Hi;

— TaK, ajie nuiie 0e3 BUKOPUCTAHHA yIbTpadioeTy;

— TaK, ajie JUIIE 3 TI0/1a4el0 MaTepiaay BiAIIEHTPOBUM HACOCOM.

30 Sxuii mepeTUH HUITIHIPUYHOTO TOPU30HTAIBHOTO OTBOPY Kpallle HaApyKyBaTH?
— Y BUTJIA1 Kparuii;

— y BUIUISIZI XpeCTa,

— y BUIUIIA1 poMOa;

— y BUIUISIAL KOJIA.



